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摘要(译)

用于确定HIFU设备的焦点位置的非侵入式定位系统包括诊断超声和用于
消融和移除肿瘤组织的HIFU。诊断超声探头的成像平面和HIFU的探头的
几何轴在操作期间限定倾斜角。当诊断超声的成像平面与HIFU换能器的
焦点相交时，获得最大收敛干涉信号，以便将HIFU焦点定位在肿瘤内以
进行精确消融。
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